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(57) Abstract: The invention relates to a retaining device for a horizontally arranged disc (30) of semiconductor material, comprising
at least one main element (10) and a plurality of support elements (20) for supporting the disc (30) of semiconductor material, wherein
the at least one main element (10) consists of a metal alloy and the plurality of support elements (20) consist of a plastic composition,
the plurality of support elements (20) are arranged concentrically, the plurality of support elements (20) are releasably fastened on the
at least one main element (10) in a form-fitting manner azimuthally and in a form-fitting manner in the radially outward direction,
the plurality of support elements (20) have, on the radially inner side, projections (21) for supporting the edge of the disc (30) of
semiconductor material, and the surface on the upper side of the projections (21) drops downwards in the radially inward direction.
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(57) Zusammenfassung: Haltevorrichtung fiir eine horizontal angeordnete Scheibe (30) aus Halbleitermaterial, umfassend mindestens
ein Grundelement (10) und mehrere Auflageelemente (20) zur Auflage der Scheibe (30) aus Halbleitermaterial, wobei das mindestens
eine Grundelement (10) aus einer Metalllegierung und die mehreren Auflageelemente (20) aus einer Kunststoffzusammensetzung be-
stehen, die mehreren Auflageelemente (20) konzentrisch angeordnet sind, die mehreren Auflageelemente (20) azimutal formschliissig
und in Radialauswértsrichtung formschliissig auf dem mindestens einen Grundelement (10) 16sbar befestigt sind, die mehreren Aufla-
geelemente (20) an der radialinwértsliegenden Seite Vorspriinge (21) zur Randauflage der Scheibe (30) aus Halbleitermaterial aufwei-
sen, und die Oberfldche an der Oberseite der Vorspriinge (21) in Radialinwértsrichtung nach unten abféllt.
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Haltevorrichtung fiir eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial

Technisches Gebiet

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Haltevorrichtung fir eine horizontal
angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial und die Verwendung der

Haltevorrichtung in einem Messgerat.
Stand der Technik

Scheiben aus Halbleitermaterial, insbesondere Scheiben aus monokristallinem
Silizium, sind die Grundlage der modernen Elektronik. Wahrend der Herstellung von
modernen Bauelementen auf besagten Halbleiterscheiben werden thermische

Prozesse mit mittlerweile recht komplexen Beschichtungsschritten durchgefuhrt.

Um Sicherzustellen, dass die Scheiben aus Halbleitermaterial den hohen
Qualitatsanforderungen genugen, ist eine strenge Prozesskontrolle und Inspektion der
produzierten Scheiben erforderlich. Dabei kommt der Oberflacheninspektion,
insbesondere der Streulichtinspektion, der Scheiben eine groRe Bedeutung in der
Qualitatssicherung zu. Die Inspektion von Scheiben aus Halbleitermaterial hinsichtlich
Kontamination und Beschéadigung mit Hilfe von optischen Verfahren ist beispielsweise
in der DE 102 37 477 B4 beschrieben. Die DE 102 37 477 B4 beschreibt ein
Streulichtinspektionsgerat, mit dem die Oberflache einer schnell rotierenden Scheibe
mit einem Laser spiralférmig abgetastet wird. Dabei wird die Scheibe von einer
drehbaren Haltevorrichtung gehalten, auf der die Scheibe platziert und in Rotation
versetzt wird. Eine solche Halte- und Drehvorrichtung ist beispielsweise in der

DE 10 2006 045 866 A1 beschrieben.

Die DE 10 2004 036 435 A1 beschreibt einen Probenhalter mit schwenkbaren
Greiffingern zur Fixierung einer Halbleiterscheibe auf dem Halter, wobei die
Greiffinger in Haltestellung mittels mindestens einem Vorspannelement vorgespannt

sind.
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Vibrationen, Verformung oder ein Verrutschen der Scheibe wahrend der Rotation
wurde zu einer Beeintrachtigung der Messung fuhren. Deshalb muss die Halte- und
Drehvorrichtung eine stabile Lagerung der rotierenden Scheibe auch bei hohen
Drehzahlen von bis zu tber 1000 Umdrehungen pro Minute sicherstellen und
Verformung und Schwingung minimieren. Au3erdem soll die Scheibe mdglichst nicht
von der Halterung verdeckt werden, damit auch der Randbereich der Scheibe fur die
Oberflacheninspektion zuganglich ist. Dies ist gerade bei der Rickseiteninspektion

der Scheibe eine Herausforderung.

Aus wirtschaftlichen Grunden ist eine hohe Lebensdauer der Halterung
wunschenswert, was gerade aufgrund der hohen Drehzahlen von bis zu tGber 1000

Umdrehungen pro Minute herausfordernd ist.

Halte- und Drehvorrichtungen mit Greifern kénnen zwar einerseits eine stabile
Fixierung der Scheibe bei hohen Drehzahlen ermdéglichen. Jedoch ist hier ein Teil der
Oberflache einer Seite der Scheibe durch den Greifer verdeckt und fur die Inspektion
nicht zuganglich. Zudem soll die Halterung die empfindliche Oberflache der Scheibe
nicht mechanisch beschadigen oder zur Verunreinigung der Scheibe mit Fremdstoffen
fUhren. Bei der Verwendung von Greifern besteht jedoch die Gefahr, dass diese die

empfindliche Oberflache einer Scheibe beschadigen.

Haltevorrichtungen aus einem Edelstahltrager mit einer aufgeklebten Kunststofffolie,
die als Auflageflache fur eine Scheibe aus Halbleitermaterial dient, finden ebenfalls
Verwendung in der Halbleiterindustrie. Die Kunststofffolie verhindert eine
Verunreinigung der Scheibe mit Metallen und das Verkratzen der Ruckseite der
Scheibe. AuRerdem wirkt die Kunststofffolie schwingungsdéampfend. Jedoch ist eine
dauerhafte, stabile Anhaftung der Folie auf dem Metalltrager aufwendig und nur von
relativ kurzer Dauer, zudem wartungsanfallig und fur die Qualitatssicherung nur

eingeschrankt geeignet.

Technische Aufgabe der Erfindung und deren Lésung

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung einer Haltevorrichtung fur

eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial, die diese Probleme I6st.
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Insbesondere ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Haltevorrichtung fur
eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial bereitzustellen, die eine
stabile Lage der Scheibe auch bei hohen Drehzahlen erméglicht, Beschadigung und
Verunreinigung der Scheibe durch den Probenhalter verhindert, und die aul3erdem

eine hohe Lebensdauer aufweist.

Gel6st wird diese Aufgabe durch die erfindungsgemafe Haltevorrichtung fur eine
horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial. Die erfindungsgemaie
Haltevorrichtung umfasst mindestens ein Grundelement (10) und mehrere
Auflageelemente (20) zur Auflage der Scheibe (30) aus Halbleitermaterial, wobei

das mindestens eine Grundelement (10) aus einer Metalllegierung und die
mehreren Auflageelemente (20) aus einer Kunststoffzusammensetzung bestehen,

die mehreren Auflageelemente (20) konzentrisch angeordnet sind,

die mehreren Auflageelemente (20) azimutal formschlUssig und in
Radialauswartsrichtung formschlussig auf dem mindestens einen Grundelement (10)
l6sbar befestigt sind,

die mehreren Auflageelemente (20) an der radialinwéartsliegenden Seite
Vorsprunge (21) zur Randauflage der Scheibe (30) aus Halbleitermaterial aufweisen,
und die Oberflache an der Oberseite der Vorsprunge (21) in Radialinwartsrichtung

nach unten abfallt.

Es wurde Uberraschend festgestellt, dass die erfindungsgemafie Haltevorrichtung
auch bei hohen Drehzahlen eine stabile Auflage einer Scheiben aus Halbleitermaterial
erméglicht. AuRerdem wurde beobachtet, dass die bei hohen Drehzahlen
auftretenden Vibrationen und Schwingungen der Scheibe im Vergleich zu
konventionellen Probehaltern deutlich verringert werden konnten. Au3erdem wurde
eine hohe Lebensdauer der Haltevorrichtung, insbesondere der Auflageelemente,

festgestellt.

Kurzbeschreibung der Figuren

Fig. 1 zeigt schematisch ein bogenférmiges Grundelement (10) fur eine
erfindungsgemalle Haltevorrichtung. Dabei weist das Grundelement (10)

Aussparungen (11) auf, in die Auflageelemente azimutal formschllssig und in
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Radialauswartsrichtung formschltssig befestigt werden kénnen. Die
Aussparungen (11) sind mit Bohrungen (12) versehen, Uber die das Auflageelement
mit dem Grundelement I6sbar befestigt werden kann, beispielsweise durch

Verschraubung.

Fig. 2 zeigt schematisch ein Auflageelement (20) fur eine erfindungsgemalie
Haltevorrichtung. Dabei weist das Auflageelement (20) an der radialinwartsliegenden
Seite einen Vorsprung (21) zur Randauflage der Scheibe aus Halbleitermaterial auf.
Das Auflageelement ist mit Bohrungen (22) versehen, Uber die das Auflageelement
mit dem Grundelement I6sbar befestigt werden kann, beispielsweise durch

Verschraubung.

Fig. 3 zeigt schematisch eine erfindungsgemalle Haltevorrichtung fur eine horizontal
angeordnete Scheibe (30) aus Halbleitermaterial, umfassend zwei

Grundelemente (10) mit jeweils zwei darauf angeordneten Auflageelementen (20). Die
Auflageelemente (20) sind azimutal formschlussig und in Radialauswartsrichtung
formschlussig auf den Grundelementen (10) I6sbar befestigt. Die

Auflageelemente (20) weisen an ihrer radialinwartsliegenden Seite Vorsprunge (21)

zur Randauflage der Scheibe (30) aus Halbleitermaterial auf.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

Die erfindungsgemale Haltevorrichtung ist so ausgestaltet, dass sie eine horizontal

angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial aufnehmen kann.

Die Scheibe aus Halbleitermaterial hat vorzugsweise einen Durchmesser von 150 mm
bis 450 mm, besonders bevorzugt 200 mm bis 300 mm, am meisten bevorzugt

200 mm oder 300 mm. Die Scheibe aus Halbleitermaterial ist vorzugsweise eine
Scheibe aus einkristallinem Silizium. Die Scheibe aus Halbleitermaterial kann auch
mittels Abscheidung aus der Gasphase mit Germanium, Siliziumcarbid oder
Galliumnitrid beschichtet sein. Der Rand der Scheibe ist vorzugsweise abgerundet.
Der abgerundete Rand der Scheibe ist definiert als der radiale, ringférmige
Randbereich, in dem sich die Dicke der Scheibe in Radialauswartsrichtung verringert

oder verjungt. Dabei ist unter der Dicke der Scheibe die axiale Ausdehnung senkrecht
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zur radialen Richtung zu verstehen, also senkrecht zu den Hauptflachen an der

Vorder- und Ruckseite der Scheibe.

Die erfindungsgemale Haltevorrichtung ist vorzugsweise so ausgestaltet, dass sie
eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial mit einem Durchmesser
von nicht weniger als 200 mm und nicht mehr als 300 mm aufnehmen kann. Die
Haltevorrichtung ist dabei vorzugsweise so ausgestaltet, dass die horizontal
angeordnete Scheibe nur auf der abfallenden Oberflache an der Oberseite der
Vorsprunge der Auflageelemente aufliegt. In einer Ausfuhrungsform ist die
Haltevorrichtung so ausgestaltet, dass eine horizontal angeordnete Scheibe aus
Halbleitermaterial mit einem Durchmesser von 200 mm nur auf der abfallenden
Oberflache an der Oberseite der Vorsprunge der Auflageelemente aufliegt. In einer
andere Ausfuhrungsform ist die Haltevorrichtung so ausgestaltet, dass eine horizontal
angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial mit einem Durchmesser von 300 mm nur
auf der abfallenden Oberflache an der Oberseite der Vorsprunge der Auflageelemente

aufliegt.

Die Grundelemente sind aus einer Metalllegierung gefertigt, vorzugsweise aus
Edelstahl. Durch die Grundelemente aus einer Metalllegierung ist eine hohe Stabilitat
und Steifigkeit der Haltevorrichtung insgesamt beim Beschleunigen oder Abbremsen
der Drehbewegung und bei hohen Rotationszahlen gewahrleistet. Die Grundelemente
der Haltervorrichtung berthren andere Bauteile, beispielsweise die eines
Inspektionsgerates oder eines drehbar gelagerten Tisches. Somit kann durch die
Wahl einer verschleil’festen Metalllegierung als Material der Grundelemente die
Lebensdauer der Haltevorrichtung erhéht werden. Die Metalllegierung ist
vorzugsweise eine Stahllegierung, eine Kupferlegierung, eine Messinglegierung, oder
eine Titanlegierung, besonders bevorzugt eine Edelstahllegierung. Die
Grundelemente sind vorzugsweise bogenférmig ausgestaltet. Vorzugsweise umfasst
die Haltevorrichtung zwei Grundelemente, die symmetrisch an einem drehbar

gelagerten Tisch |8sbar befestigt sind.

Das mindestens eine Grundelement ist dabei so ausgestaltet, dass mehrere

Auflageelemente azimutal formschlussig und in Radialauswartsrichtung formschlissig
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auf dem mindestens einen Grundelement I6sbar befestigt werden kénnen.
Vorzugsweise hat das Grundelement (10), wie in Fig. 1 dargestellt, an seiner
Oberseite mindestens eine Aussparung (11), die eine formschlussige Verbindung in
azimutale Richtung und in Radialauswartsrichtung ermdéglicht. Zur I6sbaren
Befestigung der Auflageelemente sind die Aussparungen (11) des Grundelements
(10) mit Bohrungen (12) versehen. Die azimutale Richtung und die
Radialauswartsrichtung werden dabei durch die konzentrisch angeordneten
Auflageelemente definiert. Dadurch, dass die Auflageelemente azimutal formschlUssig
und in Radialauswartsrichtung formschlussig auf den Grundelementen |6sbar
befestigt sind, ist ein einfacher Austausch der Auflageelemente ohne Justierung
moglich, so dass eine Erneuerung der Auflageelemente oder deren Anpassung,
beispielsweise an eine neue Randgeometrie der Scheiben, einfach, schnell und
kostengunstig méglich ist. Vorzugsweise sind die Bohrungen in den Auflageelemente
S0 ausgestaltet, dass Schrauben darin vollstandig versenkt werden kénnen. Dadurch
kann eine Berthrung von Schrauben und der Scheibe aus Halbleitermaterial bei der

Auflage oder Entnahme der Scheibe verhindert werden.

Vorzugsweise ist das mindestens eine Grundelement dabei so ausgestaltet, dass
zwei Auflageelemente azimutal formschlissig und in Radialauswartsrichtung
formschlussig daran I6sbar befestig werden kénnen. Als Befestigungsmittel zur
|6sbaren Befestigung der Auflageelemente auf dem mindestens einen Grundelement
werden vorzugsweise Schrauben verwendet. In einer bevorzugten Ausfuhrungsform
haben die Grundelemente Vorspringe, die so ausgestaltet sind, dass die gesamte
Unterseite der Auflageelemente auf dem Grundelement aufliegt. Somit liegen in
dieser Ausfuhrungsform auch die Vorspringe zur Randauflage auf dem
Grundelement auf und werden so von diesem gestutzt. Dies erhoht die Stabilitat und
Steifigkeit der Vorsprunge zur Randauflage und verbessert die Fixierung der Scheibe
auf der Haltevorrichtung bei hohen Drehzahlen von tber 1000 Umdrehungen pro
Minute. AuRerdem kénnen so Schwingungen und Vibrationen der Scheibe weiter

reduziert werden.

Die Auflageelemente bestehen aus einer Kunststoffzusammensetzung. Die

Kunststoffzusammensetzung ist vorzugsweise frei von Metallen, um eine
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Verunreinigung der Scheiben aus Halbleitermaterial mit Metallen durch die
Haltevorrichtung zu vermeiden. Die Kunststoffzusammensetzung umfasst
vorzugsweise Hart-Polyethylen. In einer Ausfuhrungsform werden die
Auflageelemente mittels eines Spritzgussverfahrens hergestellt. In einer bevorzugten
Ausfuhrungsform werden die Auflageelemente mittels eines Spritzgussverfahrens aus
einem UV-stabilisierten Kunststoffharz, vorzugsweise einer
Polymerzusammensetzung, die UV-stabilisiertes Hart-Poylethylen-Harz enthalt,
hergestellt. Hart-Polyethylen wird oft auch als High Density Polyethylen (HDPE)
bezeichnet und ist sehrt stabil und widerstandsfahig. Die Kunststoffzusammensetzung
umfasst vorzugsweise 50 bis 99 Gew.-% Hart-Polyethylen, besonders bevorzugt 70
bis 95 Gew.-% Hart-Polyethylen. In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform
werden die Auflageelemente aus dem Material HDPE KT 10000 UE des Herstellers
Dow Chemical hergestellt. Die Kunststoffzusammensetzung kann aber auch andere
Polymere anstatt Polyethylen umfassen, solange die Verarbeitbarkeit der
Kunststoffzusammensetzung mittels eines Spritzgussverfahrens gewahrleistet ist. So
kann die Kunststoffzusammensetzung beispielsweise auch ein oder mehrere
Polymere ausgewahlt aus der Gruppe von Polyamiden, Polyestern, Polyphenolen

Epoxidharzen, Silikonen oder Polypropylen umfassen.

Dadurch, dass die Auflageelemente aus einer Kunststoffzusammensetzung,
vorzugsweise eine Zusammensetzung, die Hart-Polyethylen umfasst, ausgestaltet
sind, haben sie im Vergleich zu Bauteilen aus einer Metalllegierung bessere
Dampfungseigenschaften. Durch die verbesserten Dampfungseigenschaften der
Auflageelemente kénnen die bei hohen Drehzahlen auftretenden Vibrationen
gedampft und so die Schwingungen der Scheibe reduziert werden. Dadurch kann die
Qualitat der Oberflacheninspektion verbessert werden. Aul3erdem kann durch die
geringere Harte der Kunststoffzusammensetzung im Vergleich zu einer
Metalllegierung, zusammen mit ihrer schwingungsdampfenden Wirkung, eine
Beschéadigung der empfindlichen, polierten Oberflachen der Scheiben, beispielsweise

ein Verkratzen, vermieden werden.

Vorzugsweise hat die Kunststoffzusammensetzung eine Zugschlagfestigkeit von nicht

weniger als 50 kdJ/m? mehr bevorzugt von nicht weniger als 70 kJ/m?, wobei die
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Zugschlagfestigkeit gemaf der Prufmethode ASTM D1822 bestimmt wird. Wenn die
Kunststoffzusammensetzung eine Zugschlagfestigkeit von nicht weniger als 50 kJ/m?
aufweist, kdnnen die bei hohen Drehzahlen auf die Auflageelemente einwirkenden
Krafte gut von dem Material aufgenommen werden, ohne dass es zu Bruchen oder
Rissen des Materials kommt. Eine hohe Zugschlagfestigkeit kann somit die
Lebensdauer der Auflageelemente und damit der erfindungsgemalien

Haltevorrichtung insgesamt erhéhen.

Die Auflageelemente (20) sind in der erfindungsgemalien Haltevorrichtung
konzentrisch angeordnet, und weisen an der radialinwéartsliegenden Seite Vorspriunge
(21) zur Randauflage der Scheibe (30) aus Halbleitermaterial auf, wie Fig. 2 und 3 zu
entnehmen ist. Wie in Fig. 3 dargestellt, sind die Auflageelemente so ausgestaltet,
dass eine auf der Haltevorrichtung platzierte Scheibe aus Halbleitermaterial (30) mit
geeignetem Durchmesser, vorzugsweise mit einem Durchmesser von nicht weniger
als 200 mm und nicht mehr als 300 mm, nur auf den Vorsprungen (21) der
Auflageelemente aufliegt und die Grundelemente (10) nicht berdhrt. In einer
besonders bevorzugten Ausfuhrungsform sind die Auflageelemente so ausgestaltet
und angeordnet, dass eine Scheibe aus Halbleitermaterial mit einem Durchmesser
von 300 mm nur auf den Vorsprungen der Auflageelemente aufliegt. Wenn die
Scheibe aus Halbleitermaterial nur mit der Kunststoffzusammensetzung der
Auflageelemente, nicht aber mit der Metalllegierung der Grundelemente in Beruhrung
ist, wird die Verunreinigung der Scheibe mit Fremdmetallen und die Ubertragung der
Schwingungen des Grundelements auf die Scheibe verhindert. Aul3erdem
gewahrleistet die im Vergleich zu Metalllegierungen weichere
Kunststoffzusammensetzung eine stabile Auflage der Scheibe, ohne dass diese

beschadigt wird.

Die Oberflache an der Oberseite der Vorspriinge fallt in Radialinwartsrichtung nach
unten ab. Dadurch, dass die Oberflache an der Oberseite der Vorspringe in
Radialinwartsrichtung abfallt, wird eine Bewegung der Scheibe relativ zu den
Auflageelementen selbst bei hohen Drehzahlen erschwert. Au3erdem kann so die
Kontaktflache zwischen Scheibe und Auflageelementen weiter verringert werden, was

die Inspektion des Randbereiches der Scheiben erleichtert. Durch ein Verrutschen der



10

15

20

25

30

WO 2024/251616 PCT/EP2024/064982

Scheibe, also eine Relativbewegung der Scheibe zur Haltevorrichtung, kénnen
Kratzer auf der Ruckseite der Scheibe entstehen. Dadurch, dass eine Bewegung der
Scheibe relativ zu den Auflageelementen verhindert wird und zusatzlich die
Kontaktflache zwischen Scheibe und Auflageelementen verringert wird, kann das
Auftreten von Kratzern an der Ruckseite der Scheibe deutlich verringert werden.
Vorzugsweise sind die Vorspringe so ausgestaltet, dass die Scheibe aus
Halbleitermaterial nur mit ihrem abgerundeten Randbereich auf den Vorspringen
aufliegt. Der abgerundete Rand der Scheibe aus Halbleitermaterial ist definiert als der
radiale, ringférmige Randbereich der Scheibe, in dem sich die Dicke der Scheibe in

Radialauswartsrichtung verringert oder verjungt.

Die Vorspringe habe vorzugsweise eine radiale Ausdehnung von nicht weniger als

1 mm und nicht mehr als 5 mm, vorzugsweise nicht mehr als 1,5 und nicht mehr als
3,0 mm. Vorzugsweise entspricht die azimutale Ausdehnung der Vorspriunge, also die
Ausdehnung senkrecht zur radialen Richtung dem 3-fachen bis 15-fachen Wert der
radialen Ausdehnung, vorzugsweise dem 4-fachen bis 10-fachen Wert der radialen
Ausdehnung. Wenn die Vorsprunge eine radiale Ausdehnung von nicht weniger als

1 mm und nicht mehr als 5 mm aufweisen, ist eine sichere Ablage und Entnahme der
Scheibe auf und von der Haltevorrichtung und eine ausreichend stabile Auflage der
Scheibe bei hohen Drehzahlen gewahrleistet. Gleichzeitig wird nur ein geringer Teil
der Ruckseite der Scheibe von den Vorspringen verdeckt. Bei einer radialen
Ausdehnung der Vorsprunge von nicht weniger als 1,5 mm und nicht mehr als 3 mm
kann einerseits eine stabile, schwingungsarme Auflage der Scheibe auf den
Auflageelementen gewahrleistet und andererseits die Verdeckung der Riuckseite

durch die Vorsprunge minimiert werden.

Vorzugsweise ist mindestens ein Teil der Oberflache an der Oberseite der
Vorsprunge in radialer Richtung gewdlbt. Die Vorspriinge sind vorzugsweise an ihren
azimutalen Randbereichen gewdlbt und weisen in ihrer azimutalen Mitte eine Uber
ihre gesamte radiale Bereite verlaufende Aussparung auf. In einer Ausfuhrungsform
entspricht die in radialer Lange verlaufenden Aussparung nicht weniger als der Halfte
der azimutalen Breite der Vorsprunge. Die Aussparung erméglicht die Ablage der

Scheibe auf und ihre Entnahme von der Haltevorrichtung, da Uber die Aussparung ein
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Untergreifen der Scheibe durch ein Greifelement, beispielsweise einen Roboterarm,
moglich ist. Vorzugsweise haben die Vorsprunge eine Wélbung mit einem Radius von
nicht weniger als 2 mm und nicht mehr als 6 mm, vorzugsweise nicht weniger als 3
mm und nicht mehr als 5 mm. Die Neigung der Vorsprunge in Radialinwartsrichtung
betragt vorzugsweise nicht weniger als 1,5° und nicht mehr als 5,0°. Die Neigung der
Vorsprunge wird definiert durch eine Gerade, die in Radialinwartsrichtung verlauft und
den hdchsten und den niedrigsten Punkt der Auflageflache in dieser Richtung

schneidet.

Die Oberflache an der Oberseite der Vorspriinge weist eine Oberflachenrauheit von
nicht mehr als 0,5 um, vorzugsweise nicht mehr als 0,3 ym, am meisten bevorzugt
nicht mehr als 0,1 um, auf, wobei die Oberflachenrauheit gemaf der Prifmethode
DIN ISO 1302 bestimmt wird. Wenn die Oberflache der Auflageelemente nicht
ausreichend glatt ist, kbnnen an den Kontaktstellen der Scheibe mit der Auflageflache
Kratzer, Abdrlcke oder Verunreinigungen durch Abrieb entstehen. Wenn die
Oberflachenrauheit der Auflageflache jedoch nicht mehr als 0,5 pm betrégt, kann dies
verhindert werden. Die gewunschte, geringe Oberflachenrauheit kann durch ein
Spritzgussverfahren erreicht werden. Dabei kann die Spritzgussform fur die
Auflageelemente an den Stellen der Vorspringe nachbearbeitet werden, so dass eine
besonders geringe Rauheit der Form und damit der mit der Form hergestellten
Auflageelemente an diesen Stellen erzielt wird. Vorzugsweise erfolgt eine

Hochglanzpolitur der Spritzgussform an den Stellen der Vorspringe.

Das Spritzgussverfahren wird vorzugsweise mit einer Polymerzusammensetzung, die
Polyethylen, vorzugsweise Hart-Polyethylen, umfasst durchgefuhrt. Vorzugsweise
wird ein Polyethylen-Harz, besonders bevorzugt ein Hart-Polyethylen-Harz,
beispielsweise HDPE KT 10000 UE des Herstellers Dow Chemical, eingesetzt.
Vorzugsweise erfolgt das Spritzgussverfahren bei einer Massetemperatur von nicht

weniger als 200°C und einem Spritzdruck von nicht weniger als 500 bar.

Die Auflageelemente kénnen an ihrer radialinwartsliegenden Seite zusatzlich
Elemente zur Zentrierung der Scheibe aus Halbleitermaterial aufweisen. Die
Elemente zur Zentrierung der Scheibe aus Halbleitermaterial sind an der

radialinwartsliegenden Seite der Auflageelemente als Vorspringe mit einer kirzeren
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radialen und einer langeren axialen Ausdehnung im Vergleich zu den Vorsprungen
zur Randauflage der Scheibe ausgestaltet. Diese Elemente dienen als Anschlag fur
einen Roboterarm und erleichtern somit die Zentrierung der Scheibe auf der
Haltevorrichtung und kénnen eine mégliche Fehlablage durch den Roboter
verhindern. Die Elemente zur Zentrierung der Scheibe aus Halbleitermaterial sind
vorzugsweise im azimutalen Randbereich der radialinwartsliegenden Seite eines
Auflageelements so angeordnet, dass der Vorsprung des Auflageelements zur

Ranauflage der Scheibe genau in ihrer azimutalen Mitte angeordnet ist.

Die erfindungsgemale Haltevorrichtung wird vorzugsweise in einem Messgerat zur
Oberflacheninspektion von Scheiben aus Halbleitermaterial verwendet. Das
Messgerat zur Oberflacheninspektion ist dabei vorzugsweise ein
Streulichtinspektionsgerat zur Oberflacheninspektion von Scheiben aus
Halbleitermaterial. Die erfindungsgemale Haltevorrichtung kann aber auch fur
Messgerate zur Kanteninspektion mit Streulicht oder mittels bildgebender Verfahren,
zur geometrischen Vermessung von Halbleiterscheiben, oder in einem ID-Reader

eingesetzt werden.

Besonders vorteilhaft ist die Verwendung der erfindungsgemafen Haltevorrichtung in
einem Gerat zur Oberflacheninspektion der Rickseite einer Scheibe aus
Halbleitermaterial. So wird durch die erfindungsgemafe Haltevorrichtung nur ein sehr
geringer Anteil der Ruckseite von der Halterung verdeckt und trotzdem eine stabile,

schwingungsgedampfte Lage der Scheibe auch bei hohen Drehzahlen gewahrleistet.

Detaillierte Beschreibung von erfindungsgemaéaBen Ausfiihrungsbeispielen und

von Vergleichsbeispielen

Im Ausfuhrungsbeispiel 1 wurde eine erfindungsgemalie Haltevorrichtung fur die
horizontale Auflage einer Scheibe aus einkristallinem Silizium mit einem Durchmesser
von 300 mm verwendet. Dabei wurden zwei identische, bogenférmige Grundelemente
aus Edelstahl symmetrisch auf dem drehbar gelagerten Tisch einer Messvorrichtung
des Herstellers Nanophotonics zur Oberflacheninspektion der Ruckseite einer

Scheibe angeordnet und I6sbar befestigt. Auf jedem der beiden Grundelemente
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waren zwei Auflageelemente azimutal und in Radialauswartsrichtung formschlussig

mit jeweils zwei Schrauben befestigt.

Die Auflageelemente wurden mittels eines Spritzgussverfahrens bei einer
Massetemperatur von 240°C, einem Spritzdruck von 930 bar pro 0,9 Sekunden,
einem Nachdruck von 800 bar pro 6 Sekunden und einem Staudruck von 120 bar aus
einem Harz des Typs HDPE KT 10000 UE des Herstellers Dow Chemical hergestellt.
Zuvor wurde die Spritzgussform an der Oberseite der Vorsprunge der
Auflageelemente einer Politur unterzogen. Dadurch konnte die Rauheit der
Oberflache an der Oberseite der Vorsprunge auf 0,1 um reduziert. werden. Die
Rauheit wurde geman der Prifmethode DIN ISO 1302 bestimmt. Die Vorsprunge an
der radialinwartsliegenden Seite der Auflageelement wiesen an ihren azimutalen
Auldenbereichen eine Wélbung in radialer Richtung mit einem Radius von 3.9 mm auf.
Zwischen den beiden gewdlbten Aullenbereich wies der Vorsprung in der azimutalen
Mitte eine Aussparung auf, die mehr als die Halfte der azimutalen Lange der

Vorsprunge einnahm.

In einem Vergleichsversuch wurde eine einteilige Haltevorrichtung verwendet, die aus
einem Edelstahltrager bestand, auf dem eine Kunststofffolie aufgeklebt war. Die
Kunststofffolie verhinderte zwar die Verunreinigung der aufliegenden Scheibe mit
Metallen und ein Verkratzen der Scheibe. Jedoch war ein hoher Wartungsaufwand

erforderlich, um das Ablésen der Folie zu Uberwachen und diese neu zu verkleben.

Hingegen wies die erfindungsgemale Haltevorrichtung eine deutlich héhere
Lebensdauer auf und erforderte eine deutlich weniger intensive Uberwachung und
Wartung der Haltevorrichtung. Aul3erdem konnte bei der erfindungsgemalien
Haltevorrichtung im Wartungsfall schnell und ohne komplizierte Justierung die

Auflageelemente ausgetauscht werden.
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Patentanspriiche

1. Haltevorrichtung fUr eine horizontal angeordnete Scheibe (30) aus
Halbleitermaterial, umfassend mindestens ein Grundelement (10) und mehrere
Auflageelemente (20) zur Auflage der Scheibe (30) aus Halbleitermaterial, wobei

das mindestens eine Grundelement (10) aus einer Metalllegierung und die
mehreren Auflageelemente (20) aus einer Kunststoffzusammensetzung bestehen,

die mehreren Auflageelemente (20) konzentrisch angeordnet sind,

die mehreren Auflageelemente (20) azimutal formschllssig und in
Radialauswartsrichtung formschltssig auf dem mindestens einen Grundelement (10)
l6sbar befestigt sind,

die mehreren Auflageelemente (20) an der radialinwéartsliegenden Seite
Vorsprunge (21) zur Randauflage der Scheibe (30) aus Halbleitermaterial aufweisen,
und

die Oberflache an der Oberseite der Vorspringe (21) in Radialinwartsrichtung

nach unten abfallt.

2. Haltevorrichtung fur eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial
gemal dem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Teil der

Oberflache an der Oberseite der Vorsprunge in radialer Richtung gewdlbt ist.

3. Haltevorrichtung fur eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial
gemal dem Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorspringe an
ihrem Randbereichen gewélbt sind und in ihrer azimutalen Mitte eine Uber ihre

gesamte radiale Bereite verlaufende Aussparung aufweisen.

4. Haltevorrichtung fur eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial
gemal einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die

Kunststoffzusammensetzung Hart-Polyethylen umfasst.

5. Haltevorrichtung fur eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial

gemal einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
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Kunststoffzusammensetzung eine Zugschlagfestigkeit von nicht weniger als 50 kJ/m?
gemal der Prifmethode ASTM D1822 aufweist.

6. Haltevorrichtung fur eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial
gemaf einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflache
an der Oberseite der Vorspringe eine Oberflachenrauheit von nicht mehr als 0,5 um
gemaf der Prufmethode DIN ISO 1302 aufweist.

7. Haltevorrichtung fur eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial
gemal einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die

Auflageelemente mittels eines Spritzgussverfahrens erhaltlich sind.

8. Haltevorrichtung fur eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial
gemal einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltevorrichtung zwei Grundelemente umfasst, die symmetrisch an einem drehbar
gelagerten Tisch l&sbar befestigt sind, und dass auf jedem der zwei Grundelemente

zwei Auflageelemente I8sbar befestigt sind.

9. Haltevorrichtung fur eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial
gemal einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die horizontal

angeordnete Scheibe einen Durchmesser von 300 mm aufweist.

10. Haltevorrichtung fur eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial
gemal einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die horizontal

angeordnete Scheibe einen Durchmesser von 200 mm aufweist.

11. Haltevorrichtung fur eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial
gemal einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltevorrichtung so ausgestaltet ist, dass die horizontal angeordnete Scheibe nur auf
der in Radialinwartsrichtung nach unten abfallenden Oberflache an der Oberseite der

Vorsprunge aufliegt.
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12. Haltevorrichtung fUr eine horizontal angeordnete Scheibe aus Halbleitermaterial
gemal einem der Anspruche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass

die Auflageelemente an ihrer radialinwértsliegenden Seite zuséatzlich Elemente
zur Zentrierung der Scheibe aus Halbleitermaterial aufweisen, die im azimutalen
Randbereich der radialinwéartsliegenden Seite angeordnet sind, und

die Elemente zur Zentrierung der Scheibe aus Halbleitermaterial als
Vorsprunge mit einer klrzeren radialen und einer langeren axialen Ausdehnung im
Vergleich zu den Vorspringen zur Randauflage der Scheibe aus Halbleitermaterial

ausgestaltet sind.

13. Verwendung der Haltevorrichtung gemaf einem der Anspriche 1 bis 12 in einem
Messgerat zur Oberflacheninspektion, zur Kanteninspektion oder zur geometrischen

Vermessung einer Scheibe aus Halbleitermaterial.

14. Verwendung der Haltevorrichtung gemaf dem Anspruch 13, wobei das Messgeréat
ein Streulichtinspektionsgerat zur Oberflacheninspektion einer Scheibe aus

Halbleitermaterial ist.
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